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(§) Verfahren zum einseitigen Bearbeiten von flachenhaft ausgedehnten Korpern, insbesondere von 
Halbleiterscheiben und Vorrichtung zur Durchfuhrung des Verfahrens 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum einseitigen Bear- 
beiten von flachenhaft ausgedehnten Korpern, insbesonde- 
re von Halbleiterscheiben sowie eine Vorrichtung zur Durch- 
fuhrung des Verfahrens. ErfindungsgemaH wird der zu bear- 
beitende Korper in ein flussiges Medium, beispielsweise ein 
Atzmedium, eingetaucht, wobei zur Verdrangung des f lussi- 
gen Mediums von der nicht zu bearbeitenden Seitenflache 
des Korpers ein gasfdrmiges Medium in einen sich uber der 
nicht zu bearbeitenden Seitenflache des Korpers anschlie- 
ftenden engen Spalt derart uber diese Seitenflache gefuhrt 
wird, da& die Stromungsrichtung des gasfdrmigen Mediums 
in radialer Richtung vom Zentrum des Korpers nach auBen 
auf dessen Rand hin erfolgt. Hierdurch ergibt sich eine ein- 
fache und kostengunstige Einseitenbearbeitung eines Kor- 
pers, da eine Maskierung der nicht zu bearbeitenden Seite 
des Korpers entfallt. 
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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum einseitigen 
Bearbeiten von flachenhaft ausgedehnten Korpern, ins- 
besondere von Halbleiterscheiben, wonach der eine 
obere und untere Seitenflache aufweisende Korper in 
ein flussiges Medium getaucht ist sowie eine Vorrich- 
tung zur Durchfuhrung des Verfahrens. 

Die einseitige Bearbeitung von flachenhaft ausge- 
dehnten Korpern, insbesondere von Halbleiterscheiben, 
durch ein flussiges Medium erfordert aufwendige MaB- 
nahmen, urn die nicht zu bearbeitende Seitenflache des 
Korpers zu schutzen. 

Beispielsweise ist zur einseitigen NaBatzung von Sili- 
zium-Halbleiterscheiben eine Maskierung der nicht zu 
atzenden Scheibenseite notwendig, indem dies in be- 
kannter Weise durch einen aufgeschleuderten oder auf- 
gespriihten saurebestandigen Lack erzielt wird. Nach 
der Atzung der Halbleiterscheibe in einem Atzbad muB 
diese Abdeckung in einem weiteren Arbeitsgang ent- 
fernt werden. 

Die Nachteile dieses Verfahrens bestehen nicht nur in 
den zwei Arbeitsgangen des Maskierens und des Entfer- 
nens dieser Maskierung, sondern auch in der Verwen- 
dung von umweltbelastenden zur Maskierung dienen- 
den Lacken. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein 
einfaches und kostengunstiges sowie umweltschonen- 
des Verfahren zum einseitigen Bearbeiten von ausge- 
dehnten Korpern, insbesondere von Halbleiterscheiben, 
durch ein flussiges Medium anzugeben sowie eine Vor- 
richtung zur Durchfuhrung dieses Verfahrens zu schaf- 
fen. 

Diese Aufgabe wird bei einem Verfahren der ein- 
gangs genannten Art dadurch gelost, daB zur Verdran- 
gung des flussigen Mediums von der nicht zu bearbei- 
tenden oberen Seitenflache des Korpers ein gasformi- 
ges Medium in einen sich uber der nicht zu bearbeiten- 
den oberen Seitenflache des Korpers anschlieBenden 
engen Spalt derart uber diese Seitenflache gefuhrt wird, 
daB die Stromungsrichtung des gasformigen Mediums 
in radialer Richtung vom Zentrum des Korpers nach 
auBen auf dessen Rand hin erfolgt 

Durch dieses Verfahren wird in vorteilhafter Weise 
ein einfaches und wirtschaftliches Verfahren zum einsei- 
tigen Bearbeiten von flachenhaft ausgedehnten Kor- 
pern durch ein flussiges Medium durchfuhrbar. 

Dieses Verfahren wird bevorzugt mit einer erfin- 
dungsgemaBen Vorrichtung zum einseitigen Bearbeiten 
von flachenhaft ausgedehnten Korpern, insbesondere 
von Halbleiterscheiben, durch ein flussiges Medium 
durchgefuhrt, indem ein scheibenformiger Tragerkor- 
per, dessen Unterseite kongruent zur nicht zu bearbei- 
tenden Seitenflache des Korpers ist, mit einer durchge- 
henden Zentrumsbohrung versehen ist, die auf der Un- 
terseite des Tragerkorpers von einem O-Ring zur Ab- 
standsfixierung des Korpers zum Tragerkorper derart 
umgeben ist, daB bei Anliegen des Korpers am O-Ring 
der Korper mittels Erzeugen eines Unterdrucks durch 
Absaugen der Luft aus dem durch den O-Ring gebilde- 
ten Raum durch die Zentrumsbohrung unter Ausbil- 
dung eines engen Spaltes zwischen dem Korper und 
dem Tragerkorper fixiert ist, daB der Tragerkorper ein 
Leitungssystem zur Einleitung des gasformigen Me- 
diums in den Spalt aufweist, indem erste Austrittsoff- 
nungen und eine zweite Austrittsoffnung auf der Unter- 
seite des Tragerkorpers angeordnet sind, wobei die er- 
sten Austrittsoffnungen kreisformig um den O-Ring an- 



geordnet sind und die zweite Austrittsoffnung spaltfor- 
mig ausgebildet ist und als vollstandige Umrandung der 
Unterseite des Tragerkorpers eng benachbart zu deren 
auBeren Rand verlauft 
5 ZweckmaBige Ausgestaltungen und Weiterbildungen 
der erfindungsgemaBen Vorrichtung sind den Unteran- 
spruchen entnehmbar. 

Im folgenden werden anhand der zugehorigen Zeich- 
nungen bevorzugte Ausfuhrungsbeispiele der Erfin- 
io dung naher erlautert Hierbei zeigt 

Fig. 1 eine schematische Darstellung des erfindungs- 
gemaBen Verfahrens, 

Fig. 2 eine Druckverteilung in dem Spaltzwischen- 
raum der Vorrichtung gemaB Fig. 1 in Abhangigkeit des 
15 Ortes, 

Fig. 3 eine Schnittdarstellung der erfindungsgemaBen 
Vorrichtung, 

Fig. 4 eine Druckverteilung in dem Spaltzwischen- 
raum der Vorrichtung gemaB Fig. 3 in Abhangigkeit des 

20 Ortes, 

Fig. 5 eine perspektivische Darstellung des Trager- 
korpers der erfindungsgemaBen Vorrichtung gemaB 
Fig. 3 und 4, und 

Fig. 6 eine Schnittdarstellung einer vorteilhaften Va- 
25 riante der erfindungsgemaBen Vorrichtung gemaB 
Fig. 3 und 4. 

In den Figuren sind jewels die entsprechenden Teile 
bzw. GroBen mit den gleichen Bezugszeichen versehen. 
Die Fig. 1 zeigt schematisch eine Schnittansicht eines 
30 Ausfuhrungsbeispieles einer Vorrichtung zur Darstel- 
lung des erfindungsgemaBen Verfahrens. Diese Vorrich- 
tung besteht aus einem Tragerkorper 8, der den einsei- 
tig zu bearbeitenden Korper 1, beispielsweise eine 
Halbleiterscheibe, so aufnimmt und fixiert, daB sich zwi- 
35 schen der nicht zu bearbeitenden oberen Seitenflache 2 
des Korpers 1 und der Unterseite 9 des Tragerkorpers 8 
ein enger Spalt 6 ausbildet Durch eine im Zentrum des 
Tragerkorpers 8 angebrachte Bohrung 16 wird ein gas- 
formiges Medium 5, beispielsweise Stickstoff, in den 
40 Spalt 6 eingeleitet Diese Anordnung, bestehend aus 
dem Tragerkorper 8 mit dem Korper 1, ist zur Bearbei- 
tung der unteren Seitenflache 3 des Korpers 1 nahezu 
vollstandig in ein flussiges Medium 4, beispielsweise ei- 
ne Atzflussigkeit, eingetaucht, das sich in einem Becken 
45 7 befindet Im eingetauchten Zustand wird nun die Zu- 
fuhr des gasformigen Mediums 5 derart gesteuert, daB 
das flussige Medium von der nicht zu bearbeitenden 
Seitenflache 2 des Korpers 1 verdrangt wird, daB sich 
also in den Spalt 6, zwischen der Unterseite 9 des Tra- 
50 gerkorpers 8 und der Oberseite des Korpers 1, ein Gas- 
polster ausbildet Hierbei muB sich in diesem Spalt 6 
eine solche Druckverteilung ausbilden, daB die Stro- 
mungsrichtung des gasformigen Mediums 5 in radialer 
Richtung vom Zentrum des Korpers 1 nach auBen auf 
55 dessen Rand hin erfolgt Ein entsprechendes Diagramm 
zur Druckverteilung in dem Spalt 6 ist in der Fig. 2 
dargestellt, wonach der statische Druck innerhalb des 
Spaltes 6 in Abhangigkeit des Durchmessers D aufge- 
tragen ist Der Nullpunkt des Koordinatensystems 
60 stimmt hierbei mit dem Mittelpunkt des Korpers 1 uber- 
ein. Die Druckverteilung uber den Durchmesser D des 
Korpers 1 zeigt einen parabelformigen Verlauf, wobei 
der Druck im Mittelpunkt am groBten ist und beidseitig 
bis zum jeweiligen Rand D/2 bzw. -D/2 auf einen Wert 
65 abnimmt, der groBer als der hydrostatische Druck Ph an 
dieser Stelle sein muB, um ein Eindringen der Flussigkeit 
4 in den Spaltzwischenraum 6 zu verhindern. Das Gas 5 
steigt nach Passieren des Spaltrandes unter Blasenbil- 
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dung zur Oberflache des flussigen Mediums 4 auf. Da 
dieses Verfahren ein Eindringen der Flussigkeit 4 in den 
Spaltzwischenraum 6 verhindert, wird nur die Untersei- 
te 3 des Kdrpers 1 durch das flussige Medium 4 bearbei- 
tet. Falls dieses flussige Medium eine Atzflussigkeit ist, 5 
wird somit nur eine Seite, beispielsweise einer Halblei- 
terscheibe, geatzt. 

Die Fig. 3 und 5 zeigen eine Ausfuhrung der Vorrich- 
tung zur Durchfiihrung des erfindungsgemaBen Verfah- 
rens, wonach im Tragerkorper 8 sowohl ein Mittel zur 10 
Fixierung des zu bearbeitenden Korpers 1 und zur Aus- 
bildung des engen Spaltes 6 zwischen der nicht zu bear- 
beitenden oberen Seitenflache 2 des Korpers 1 und der 
Unterseite 9 des Tragerkdrpers 8 als auch ein Leitungs- 
system 12 zur Einleitung des gasformigen Mediums 5 in 15 
den Spalt 6 vorgesehen ist. Das Mittel besteht in einem 
O-Ring 11, der besonders gut in der Fig. 3 sichtbar ist 
und dessen Mittelpunkt mit der durch den Tragerkorper 
8 durchgehenden Zentrumsbohrung 10 zusammenfallt. 
Bei sattem Anliegen des Korpers 1 an diesem O-Ring 1 1 20 
wird durch Absaugen der Luft aus der Zentrumsboh- 
rung 10 ein Unterdruck in dem durch den O-Ring gebil- 
deten und abgedichteten Raum 15 erzeugt, wodurch der 
Kdrper 1 angesaugt wird und somit fest mit dem Tra- 
gerkorper 8 verbunden ist Der O-Ring 11 weist ferner 25 
eine solche Dicke auf, daB hierdurch ein Spalt 6 mit 
einer Breite I2 von ca. 0,1 mm gebildet wird. Das Lei- 
tungssystem 12 ist so ausgebildet, daB die auf der Unter- 
seite 9 des Tragerkdrpers 8 angeordneten Austrittsdff- 
nungen 13 und 14 — siehe insbesondere Fig. 5 — in 30 
einem horizontalen Leitungssystem miinden, das an ei- 
ner Stelle eine Leitung zur Oberseite des Tragerkdrpers 
8 aufweist, der als GaseinlaB 16 zur Zufiihrung des gas- 
formigen Mediums 5 Verwendung findet. Die Austritts- 
offnungen 13 sind mit einem Durchmesser von ca. 1,5 35 
mm ausgefuhrt und zu mehreren kreisformig um den 
O-Ring 1 1 angeordnet, wie aus der Fig. 3 zu ersehen ist. 
Eine spaltfdrmige Austrittsoffnung 14 umrundet die Un- 
terseite 9 des Tragerkdrpers 8 mit einem Abstand 1 1 von 
ca. 2 mm deren auBeren Rand, wobei die Spaltbreite 40 
dieser Austrittoffnung 14 in einem Bereich zwischen 0,1 
bis 0,2 mm liegt. Das mit einem Druck von ca. 1 ,5 bar in 
den Spalt 6 durch die Austrittsoffnungen 13 und 14 ein- 
geleitete gasformige Medium 5 verhindert — insbeson- 
dere auch durch die vorhangartig wirkende Austrittsoff- 45 
nung 14 — in hervorragender Weise das Eindringen des 
flussigen Mediums 4 in diesen Spalt 6, wobei die Druck- 
verteilung durch das Diagramm der Fig. 4 beschrieben 
wird. Im Bereich des O-Ringes 11, also zwischen dem 
Bereich d/2 und -d/2 besteht natiirlich gegeniiber dem 50 
Luftdruck P 0 ein Unterdruck P u von ca. 1 bar, wahrend 
der Druck zwischen d/2 und D/2 bzw. -d/2 und -D/2 
aufgrund der Austrittsoffnungen 13 und 14 auf einem 
nahezu konstanten Wert von ca. 1,5 bar gehalten wird, 
der groBer ist als der bei einer in ein flussiges Medium 4 55 
gemaB Fig. 1 eingetauchten Vorrichtung sich aufbauen- 
de hydrostatische Druck P/,. Der Tragerkorper 8 besteht 
beispielsweise aus Teflon und weist eine Dicke von ca. 
12 mm auf, wobei die Stirnseiten 17 keilfdrmig ausgebil- 
det sind. Dies wirkt dann vorteilhaft, wenn diese Vor- eo 
richtung zum einseitigen Atzen von Halbleiterscheiben 
in einer Atzflussigkeit verwendet wird, wodurch an den 
Randern des Tragerkdrpers 8 entstehende Atzspritzer 
vermieden werden. In diesem Anwendungsfall besteht 
der O-Ring 1 1 aus einem saurebestandigen Material. 65 

Die gemaB der Fig. 5 dargestellte Austrittsoffnung 14 
steht senkrecht auf der Unterseite 9 des Tragerkdrpers 
8. Diese Austrittsoffnung 14 kann auch so ausgefuhrt 
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sein, daB gemaB der Fig. 6 der in dieser Offnung flieBen- 
de Gasstrom einen spitzen Winkel zur Unterseite 9 bil- 
det, um hierdurch eine laminare Strdmung nach auBen 
auf den Rand hin zu fdrdern. 

Wie schon oben erwahnt wurde, kann diese erfin- 
dungsgemaBe Vorrichtung mit Vorteil zum einseitigen 
Atzen von Halbleiterscheiben eingesetzt werden, in 
dem die Anordnung gemaB Fig. 1 in ein Atzflussigkeit 
enthaltendes Becken eingetaucht wird. Auch sind weite- 
re Anwendungen naheliegend, wie beispielsweise ein- 
seitiges Galvanisieren oder Beschichten von scheiben- 
fdrmigen Werkstiicken. Ferner ist auch die Bearbeitung 
von Glasern mit dieser Vorrichtung denkbar. 

Um groBe Stuckzahlen von Kdrpern, insbesondere 
Halbleiterscheiben, einseitig bearbeiten zu kdnnen, wird 
eine entsprechende Anzahl solcher Vorrichtungen, be- 
stehend aus einem Tragerkorper mit dem zu bearbei- 
tenden Korper, in einem mit Flussigkeit gefullten Bek- 
ken iibereinander angeordnet, wobei je nach hydrosta- 
tischem Druck, der abhangig ist von der uber dem zu 
bearbeitenden Korper stehenden Flussigkeitssaule, ge- 
sonderte Gaszufiihrungen zu den Tragerkorpern herge- 
stellt werden mussen, die mit unterschiedlichen Gas- 
driicken beaufschlagt sind. 

Patentanspriiche 

1. Verfahren zum einseitigen Bearbeiten von fla- 
chenhaft ausgedehnten Kdrpern (1), insbesondere 
von Halbleiterscheiben, wonach der eine obere und 
untere Seitenflache (2, 3) aufweisende Kdrper (1) in 
ein flussiges Medium (4) getaucht ist, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB zur Verdrangung des flussigen 
Mediums (4) von der nicht zu bearbeitenden obe- 
ren Seitenflache (2) des Korpers (1) ein gasfdrmiges 
Medium (5) in einen sich uber der nicht zu bearbei- 
tenden oberen Seitenflache (2) des Korpers (1) an- 
schlieBenden engen Spalt (6) derart uber diese Sei- 
tenflache (2) gefuhrt wird, daB die Strdmungsrich- 
tung des gasformigen Mediums (5) in radialer Rich- 
tung vom Zentrum des Korpers (1) nach auBen auf 
dessen Rand hin erfolgt. 

2. Vorrichtung zur Durchfiihrung des Verfahrens 
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB ein 
scheibenfdrmiger Tragerkorper (8), dessen Unter- 
seite (9) kongruent zur nicht zu bearbeitenden Sei- 
tenflache (2) des Korpers (1) ist, mit einer durchge- 
henden Zentrumsbohrung (10) versehen ist, die auf 
der Unterseite (9) des Tragerkdrpers (8) von einem 
O-Ring (11) zur Abstandsfixierung des Korpers (1) 
zum Tragerkorper (8) derartig umgeben ist, daB bei 
Anliegen des Korpers (1) am O-Ring (11) der Kor- 
per (1) mittels Erzeugen eines Unterdrucks durch 
Absaugen der Luft aus dem durch den O-Ring (11) 
gebildeten Raum (15) durch die Zentrumsbohrung 
(10) unter Ausbildung eines engen Spaltes (6) zwi- 
schen dem Kdrper (1) und dem Tragerkorper (8) 
fixiert ist, daB der Tragerkorper (8) ein Leitungssy- 
stem (12) zur Einleitung des gasformigen Mediums 
(5) in den Spalt (6) aufweist, indem erste Austritts- 
offnungen (13) und eine zweite Austrittsoffnung 
(14) auf der Unterseite (9) des Tragerkdrpers (8) 
angeordnet sind, wobei die ersten Austrittsoffnun- 
gen (13) kreisformig um den O-Ring (11) angeord- 
net sind und die zweite Austrittsoffnung (14) spalt- 
fdrmig ausgebildet ist und als vollstandige Umran- 
dung der Unterseite (9) des Tragerkdrpers (8) eng 
benachbart zu deren auBeren Rand verlauft. 
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3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die ersten Austrittsoffnungen (13) 
kreisformig ausgebildet sind. 

4. Vorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB die ersten Austrittsoffnungen 5 
(13) einen Durchmesser von ca. 1,5 mm aufweisen. 

5. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 2 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB die spaltformige 
zweite Austrittsoffnung eine Breite von ca. 0,1 -0,2 
mm aufweist 10 

6. Vorrichtung nach einem der Anspniche 2 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB die zweite Austritts- 
offnung (14) in einem Abstand von ca. 2 mm vom 
auBeren Rand der Unterseite (9) des Tragerkorpers 
(8)verlauft. 15 

7. Vorrichtung nach einem der Anspniche 2 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Korper (1) in ei- 
nem Abstand von ca. 0,1 mm von der Unterseite (9) 
des Tragerkorpers (8) fixiert ist. 

8. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 2 bis 7, 20 
dadurch gekennzeichnet, daB das gasformige Medi- 
um (5) mit einem Druck von ca. 1,5 bar in das Lei- 
tungssystem (12) des Tragerkorpers (8) eingeleitet 
wird. 

9. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 2 bis 8, 25 
dadurch gekennzeichnet, daB in dem durch den 
O-Ring (11) gebildeten Raum (15) ein Unterdruck 
von ca. 0,5 bar erzeugt wird. 

10. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 2 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Stirnseiten (17) 30 
des Tragerkorpers (8) keilformig ausgebildet sind. 
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